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摘要(译)

在削减现有的制造工序数的制造方法中，若信道长度变短，则制造余度
(区域)变小且合格率降低。本发明提出了下列各种新技术：首先，进行蚀
刻截止层的形成，其次通过导入网版曝光技术，使扫描线的形成工序和
触点的形成工序合理化的新技术；公知技术中的源极。漏极布线的阳极
氧化工序中，通过导入网版曝光技术，提出解决问题电极端子保护层形
成工序合理化的新技术；以及，将公知技术中的像素电极和扫描线同时
形成的合理化技术。并且，通过上述各种合理化技术的组合，构筑了TN
型液晶显示装置和IPS型液晶显示装置的4片光掩模工艺和3片光掩模工
艺。
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